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HuckotemnepaTypHU TOPUBHM CMAPEroBM CYy MOTEHLUMjAIHO WMHTEPECAHTHNU KAao HEKOHBEHLMOHANHWU M3BOPU
eHepruje Koje KapakTepulle BenuKM cTeneH mckopuwherba, 0ACYCTBO €MMUCUje FacoBa LUTETHUX MO XKMUBOTHY
CPEOMHY M TUXM PEXUM pPaja - ycies OACYCTBa NOKPETHUX AenoBa. TPEHYTHO Cy Y KOMepPLUMjanHOj npumeHn Pt
HaHOKaTa/IM3aToOpPU Ha yr/beHNYHUM Hocaumma (Vulcan XC 72). Hajsehu npobnemu cy: mane pesepse Pt n Benuka
LLeHa, Kao 1M HeaoBo/bHa edMKaCcHOCT nocTtojehurx Katanmsatopa, y noraeny akTMBHOCTU U cTabunHocTu. Mpeamet
OBOT UCTparkMBakba je CMHTE3a M KapaKTepu3aumja HAHOCTPYKTYMPAHWUX KaTanusaTopa, Ha 6asn MHTEPaKTUBHUX
METaNI-OKCUAHMX Hocaya 3a Pt u Pd HaHouecTMue. CUHTETUCAHM CYy M OKapaKTepucaHM Hocaun Ha 6a3u okcuaa
cnepehux metana: Mo, Ti, Sn, W. MoMeHyTK oKcuau cy A0NOBaHU MaiMm KoandmMHama apyrux enemeHarta (Nb, Ru,
Sb), na 61 ce nosehana wuMxoBa cnaba NpoBoAHOCT. Ha HaHOKaTanM3aToprmMa NaatMHe U nanaauvjyma Ha OBUM
HOCaYMMa Cy WCNUTUBAHE ENIeKTPOXEMW|CKE peaKumje peayKLMje KUCEOHMKA W OKcuaauumje BOAOHMKA. 3a
KapaKTepusaunjy CMHTETUCAHUX MaTepujana cy npumerbeHe metoge: BET meToga, TPaHCMUCMOHA eNeKTPOHCKa
MuKpockonuja (HRTEM), andpakumja peHareHcKmx 3paka (XRD), poToenekTpoHcKa cnekTpockonuja X 3paka (XPS),
Kao M e/1eKTPOXEMMU|CKE TEXHMKE.

MoKasaHo je Aa NOMEHYTM HaHOCTPYKTYMpPaHM KaTanmsaaTopu MMajy Aobpe KapaKTepucTuke, nocebHo y norneay
cTabunHocTth, y nopehery ca oaroBapajyhum KaTanmsatopuma Ha yr/bEHUYHUM HOCauYMMa.
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